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	WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY

KARTA PRZEDMIOTU

Nazwa w języku polskim       Mechatronika i systemy sterowania
Nazwa w języku angielskim  Mechatronics and Control Systems

Kierunek studiów:                 Mechanika i budowa maszyn 
Specjalność:                            Refrigeration and Cryogenics
Stopień studiów i forma:
  II stopień, stacjonarna
Rodzaj przedmiotu:

  obowiązkowy
Kod przedmiotu

  MSN0531
Grupa kursów                        NIE


	
	Wykład
	Ćwiczenia
	Laboratorium
	Projekt
	Seminarium

	Liczba godzin zajęć zorganizowanych w Uczelni (ZZU)
	30
	
	30
	
	

	Liczba godzin całkowitego nakładu pracy studenta (CNPS)
	90
	
	60
	
	

	Forma zaliczenia
	Egzamin 
	
	zaliczenie na ocenę
	
	

	Dla grupy kursów zaznaczyć kurs końcowy (X)
	
	
	
	
	

	Liczba punktów ECTS
	3
	
	2
	
	

	w tym liczba punktów odpowiadająca zajęciom 

o charakterze praktycznym (P)
	0
	
	2
	
	

	w tym liczba punktów ECTS odpowiadająca zajęciom wymagającym bezpośredniego kontaktu  (BK)
	1,5
	
	1,5
	
	


	WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

Kompetencje w zakresie matematyki i fizyki potwierdzone pozytywnymi ocenami – kursów realizowanych w ramach studiów I stopnia. Dodatkowo kompetencje z zakresu elektroniki oraz automatyki.


\

	CELE PRZEDMIOTU

C1. Przedstawienie podstawowej wiedzy, uwzględniającej jej aspekty aplikacyjne, dotyczącej następujących elementów układów mechatronicznych:
C1.1. Czujniki wielkości fizycznych (sensory) 

C1.2. Elementy wykonawcze (aktuatory) 
C1.3 Urządzenia sterujące – mikrokontrolery, sterowniki PLC 
C2. Wykształcenie umiejętności jakościowego rozumienia, interpretacji oraz ilościowej analizy układów mechatronicznych  z zakresu 
C2.1. projektowania struktury układu mechatronicznego
C2.2. doboru parametrów elementów mechatronicznych wchodzących w skład takiego układu 

C2.3. Tworzenia algorytmu sterowania i programu sterującego dla systemu mechatronicznego.



	PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA 

Z zakresu wiedzy: student

PEK_W01 – potrafi zdefiniować i zastosować model obiektu mechatronicznego
PEK_W02 –zna fizyczne podstawy działania czujników i elementów wykonawczych
PEK_W03 – zna podstawy programowania mikrokontrolerów
PEK_W04 – zna podstawy programowania sterowników PLC
PEK_W05 – ma wiedzę o budowie i zasadzie działania prostego sterownika mikroprocesorowego.
PEK_W06 – ma wiedzę o rozwiązaniach technicznych stosowanych w mechatronicznych układach napędowych.
PEK_W07 – posiada podstawową wiedzę o złożonych systemach sterowania i o oprogramowaniu SCADA.
Z zakresu umiejętności: student

PEK_U01  – potrafi wskazać, określić i wyznaczać parametry obiektów mechatronicznych
PEK_U02  – potrafi zbudować najprostszy układ sterowania oparty na mikrokontrolerze. 

PEK_U03  – potrafi dobierać czujniki (sensory) i elementy wykonawcze (aktuatory) stosownie dla danego obiektu mechatronicznego i rodzaju zastosowania
PEK_U04  – potrafi napisać proste programy dla sterownika PLC obsługujące zadany proces produkcyjny
PEK_U05  – potrafi zaprojektować i zbudować prosty układ sterowania logicznego oparty na sterowniku PLC.
PEK_U06  – potrafi sprzęgać ze sterownikiem PLC elektromechaniczne i elektropneumatyczne elementy wykonawcze.
PEK_U07  – potrafi zanalizować strukturę i działanie istniejącego układu sterowania. 


	TREŚCI PROGRAMOWE

	Forma zajęć – wykład
	Liczba godzin 

	Wy1
	Introduction, Basic definitions, relations between mechatronics and other science disciplines 
	2

	Wy2
	Programmable control systems – an introduction. Process algorithm, Turing machine, von Neumann architecture.
	2

	Wy3
	Microcontrollers – an introduction, Basic definitions, internal architecture. 
	2

	Wy4
	Microcontrollers – programming methods.
	2

	Wy5
	Microcontrollers – interfacing to input/output devices.
	2

	Wy6
	Examples of applications of microcontrollers, mobile robots
	2

	Wy7
	Sensors of fundamental physical quantities (pressure, temperature, displacement)
	2

	Wy8
	Encoder, position sensors, application examples. 
	2

	Wy9
	Motion transmission components (transmissions, gearboxes, clutches, lead screws)
	2

	Wy10
	Examples of application of mechatronic components – CNC machines
	2

	Wy11
	Mechatronics in biomedical applications – the pneumatic blood pressure sensor 
	2

	Wy12
	PLC controllers – introduction, fundamental defintions.
	2

	Wy13
	PLC controllers – different families and system architectures.
	2

	Wy14
	PLC controllers – programming methods. Programming languages for programmable control systems
	2

	Wy15
	PLC controllers – large control systems, SCADA software.
	2

	
	Suma godzin
	30


	Forma zajęć - laboratorium
	Liczba godzin

	La1
	Initial information, introduction to the laboratory exercises
	2

	La2
	Microcontrollers – a development board with a microcontroller (initial training)
	2

	La3
	C language compiler for microcontrollers – an introduction
	2

	La4
	Interfacing of LED diodes and switches with microcontroller input/output ports.  
	2

	La5
	Matrix keyboard service routines for a microcontroller
	2

	La6
	LED display service routines for a microcontroller
	2

	La7
	Alphanumeric LCD display service routines for a microcontroller
	2

	La8
	Microcontrollers - built-in A/D converter service routines.
	2

	La9
	PLC controllers – an introduction. Basic rules of I/O signals interfacing. 
	2

	La10
	PLC controllers – Ladder diagram language programming (an introduction).
	2

	La11
	PLC controllers – service routines for timers and counters. 
	2

	La12
	PLC controllers – service routines for operator’s panels and extension modules.
	2

	La13
	PLC controllers – service routines modular production systems (MPS).
	2

	La14
	PLC controllers – invidual problem solving, advanced programming methods.  
	2

	La15
	Additional laboratory exercises, final assessment. 
	2

	
	Suma godzin
	30


	 STOSOWANE NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE

	N1. Wykład: wykład informacyjny, prezentacja multimedialna, wykład problemowy

N2. Laboratorium: przygotowanie w formie sprawozdania, praca własna – przygotowanie do ćwiczeń laboratoryjnych, dyskusja nad realizowanym zadaniem, pisemna lub ustna kontrola przygotowania

N3. Konsultacje


OCENA OSIĄGNIĘCIA PRZEDMIOTOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA - Wykład

	Oceny (F – formująca (w trakcie semestru), P – podsumowująca 
	Numer efektu kształcenia
	Sposób oceny osiągnięcia efektu kształcenia

	P
	PEK_W01(PEK_W07,
	Egzamin pisemny/ustny


OCENA OSIĄGNIĘCIA PRZEDMIOTOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA - Laboratorium

	Oceny (F – formująca (w trakcie semestru), P – podsumowująca 
	Numer efektu kształcenia
	Sposób oceny osiągnięcia efektu kształcenia

	F1
	PEK_U01(PEK_U07,
	Odpowiedzi ustne/kartkówki

	F2
	PEK_U01(PEK_U07,
	Sprawozdania

	P=(F1+F2)/2


	LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA

	literatura PODSTAWOWA:

[1]  Cetinkunt S., Mechatronics, Wiley 2007
[2]  Michael B. Histand, David G. Alciatore, Introduction to mechatronics and measurement systems, McGraw-Hill Education (India) Pvt Ltd, 2007

[3]  Jędrusyna A.,Tomczuk K.,Mechatronics and Control Systems Handbook. Wyd. PWr 2010.

[4]  Bishop R.: Mechatronics – An Introduction, CRC Press, 2006.
[5]  Onwobulu G.,  Mechatronics – Principles and applications. Butterworth-Heinemann 2005.
literatura UZUPEŁNIAJĄCA:

[1]  Dorf. R.C, Modern Control Systems, Addison – Wesley, wydania 11, 12

	OPIEKUN PRZEDMIOTU (IMIĘ, NAZWISKO, ADRES E-MAIL)

	Artur Jędrusyna , artur.jedrusyna@pwr.wroc.pl


MACIERZ POWIĄZANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU 
Mechatronics and Control Systems
Z EFEKTAMI KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU Mechanika i budowa maszyn

I SPECJALNOŚCI Refrigeration and Cryogenics
	Przedmiotowy efekt kształcenia
	Odniesienie przedmiotowego efektu do efektów kształcenia zdefiniowanych dla kierunku studiów 
	Cele przedmiotu
	Treści programowe
	Numer 

narzędzia dydaktycznego

	PEK_W01
	K2MBM_W01
	C1.1, C1.2, C1.3
	Wy1,2,6-11,
	N1, N3

	PEK_W02
	
	C1.1, C1.2
	Wy7-9
	

	PEK_W03
	
	C1.3
	Wy2-6
	

	PEK_W04
	
	C1.3
	Wy12-15
	

	PEK_W05
	
	C1.3
	Wy3,6-8
	

	PEK_W06
	
	C1.1, C1.2, C1.3
	Wy6-9
	

	PEK_W07
	
	C1.1, C1.2, C1.3
	Wy15
	

	PEK_U01
	K2MBM_U01
	C2.1, C.2.2, C2.3
	La13
	N2, N3

	PEK_U02
	
	C2.1, C.2.2
	La4-8
	

	PEK_U03
	
	C2.1, C.2.2
	La4-9
	

	PEK_U04
	
	C2.3
	La9-13 
	

	PEK_U05
	
	C2.1, C.2.2
	La9,12-14
	

	PEK_U06
	
	C2.1, C.2.2
	La9,13,14
	

	PEK_U07
	
	C2.1, C.2.2, C2.3
	La13,14
	


4

